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MASURA ULTIMATIVA

Proiectat cu tehnologie de lumina cromatica, profilometrul
optic mdsoard lungimile de undad si oferd cea mai mare
precizie pentru rugozitatea, forma si materialul oricdrei

suprafete, fie ea transparentd sau opaca.

CEL MAI AVANSAT
PROFILOMETRU COMPACT

CEA MAI ACCESIBILA
SI RENTABILA INVESTITIE

CAPACITATI DE MASURARE
DE PANA LA 50 X 50 mm

DIMENSIUNI REDUSE
DESIGN INTELIGENT
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DEPLASARE PLATFORMA AXA : VITEZA MAXIMA



PUTEREA

LUMINII CROMATICE

Profilometrele optice non-contact de la NANOVEA reprezintd upgrade-ul ideal
la profilometrele traditionale cu palpator de contact si profimometrele laser.
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ORICE MATERIAL. TRANSPARENT, REFLECTORIZANT SAU INTUNECAT

SENZOR STANDARD

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSs6
PLAJA MAXIMA A INALTIMII ——— 110pm —— 300pm —— 11mm —— 35mm —— 10mm —— 24mm
DISTANTA DE LUCRU 33mm —— 10.8mm —— 122mm —— 16.5mm —— 26,6 mm —— 20 mm
ACURATETE LATERALA X - Y 0.8um —— 1.7um ——— 2.6um —— 46um —— 11.0pm —— 11.0um
REPETABILITATEA INALTIMII* —— 1.9nm —— 54nm —— 158nm —— 31.6nm —— 117.0nm —— 237.2nm

rezolutie verticald maxima

pana la 87°

unghi maxim al suprafetei

* Masurare n punct fix pe sticla. Variatia medie a inaltimii Ra pentru 1.200 de puncte (100 de esantionari).



CUM FUNCTIONEAZA

Tehnologia luminii cromatice functioneaza printr-un proces care utilizeaza lumina alba si o serie de lentile sferocromatice.
Lentilele sferocromatice descompun lumina alba in lungimi de unda individuale, fiecare avand un punct focal vertical unic
(distanta verticala fata de suprafata sau inaltime). Toate lungimile de unda si inaltimile lor corespunzatoare alcatuiesc scala
de masurare a intervalului de Tnaltime a senzorului.

Lungimea de unda cu cea mai mare intensitate este detectatd de spectrometru, care
proceseazd indltimea asociatd acelei lungimi de und&. Tn timpul unei scanari complete
de tip raster, acest proces dureaza o fractiune de secunda si produce o harta precisa a
inaltimilor suprafetei de interes.

SPECTROMETRU

FOCALIZARE

FARA ALGORITMI COMPLECSI + FARA NIVELARE NECESARA + FARA LIPIREA DATELOR X-Y




PROBLEMA CU ALTE TEHNICI
REZOLUTIE LATERALA vs ACURATETE LATERALA

px 3x3px 6 X 6 px 30 x 30 px 135 x 135 px 520 x 520 px

S DO

DATE INSUFICIENTE PENTRU A CALCULA FOCALIZAREA FOCALIZAREA POATE FI CALCULATA
FARA UTILITATE PRACTICA CEL MAI MIC INCREMENT

REZOLUTIE DIMENSIUNE PIXEL: 2 nm PENTRU ORICE UTILIZARE PRACTICA
ACURATETE EFECTIVA: 1040 nm

Dimensiunea pixelilor camerei sau rezolutia afisajului este adesea prezentata ca rezolutie laterala pentru a
CONCURENTA atrage clientii. Instrumentele care utilizeaza tehnologie bazata pe pixeli de camera necesita algoritmi complecsi
: pentru a determina punctul focal al instrumentului, ceea ce poate fi problematic in cazul suprafetelor complexe.

NANOVEA Lumina Cromatica asigura acuratete laterald, determinata de legile fizicii si direct corelata cu dimensiunea
spotului sursei de lumina cromatica a senzorului optic.



MICROSCOP CONFOCAL
CU SCANARE LASER

PERICOL PENTRU SANATATE

Expunere la reflectivitatea luminii laser
RADIATIE LASER

LUNGIME DE UNDA LASER INCONSISTENTA

Inconsistentele in lungimea de unda in timpul scanarii
afecteaza acuratetea rezultatelor

»REZOLUTIE DE AFISARE” INSELATOARE

Acuratetea laterala si pe inaltime este fixata de lentila obiectivului,
facand , Rezolutia de Afisare” irelevanta

ALGORITMI COMPLECSI

Algoritmii de amestecare alfa imbina datele colectate
strat cu strat, bazand acuratetea pe calcule complexe

LIPIRE NECESARA

Lentilele obiectivului au campuri vizuale fixe limitate
Lipirea suprafetelor mai mari compromite acuratetea scanarii

DE 50x MAI LENT

Viteza de achizitie a datelor de panala 7,9 KHz




MICROSCOP LASER SENZOR OPTIC

Pentru obiectivul 50x (370 x 277 um) Dimensiunea pasului:
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# scaniri (25 x 25 mm) Acuratete constanta pentru orice

25000 pm / 370 pm x 25 000 pm / 277 pm . S - dimensiune de mdsurare

68 x91 -?--"- 5 . oy L.
= 6188 scanari - 1 SCANARE

Timp de scanare (25 x 25 mm)

6 secunde per scanare
P = 29,6 seconds

+ 4 secunde deplasare si imbinare

=10 secunde/scanare x 6188 scanari > ? : 5
= 61860 secunde (= 17 ore) e ' 2090)( MAI RAPID




NANOVEA

PS50

PROFILOMETRU OPTIC

Pentru informatii despre preturi, va rugam
sa contactati sales@nanovea.com

De asemenea, disponibil in alte configuratii
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PORTABIL PORTABIL PORTABIL
COMPACT STANDARD DE MARE VITEZA

E =&

MODULAR MODULAR
STANDARD SUPRAFATA MARE
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